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摘要(译)

在本发明的压电装置，超声波探头和液滴喷射单元中，一对第一和第二
电极中的每一个放置在压电构件上，该压电构件在垂直于其厚度方向的
方向上具有单一取向以在其中延伸。垂直于厚度方向或沿厚度方向的方
向和垂直于取向方向的方向。因此，本发明的压电器件具有优异的压电
性能。此外，本发明的超声波探头和液滴排出单元具有良好的效率。
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